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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成26年3月6日(2014.3.6)

【公開番号】特開2011-149939(P2011-149939A)
【公開日】平成23年8月4日(2011.8.4)
【年通号数】公開・登録公報2011-031
【出願番号】特願2011-6897(P2011-6897)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｄ   5/14     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｄ   5/14    　　　Ｈ

【手続補正書】
【提出日】平成26年1月16日(2014.1.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハウジングと、
　長手軸を有し、一部が前記ハウジング内に存在している回転可能シャフトと、
　実質的に前記ハウジング内に配置され、前記シャフトが回転することによって前記長手
軸に沿って直線移動するように前記シャフトに連結された可動キャリアと、
　前記キャリアに配置されるとともに磁化軸を有する磁石であって、前記シャフトの回転
範囲が前記長手軸に沿った前記磁石の直線移動の範囲となるように前記キャリアと共に移
動し、前記磁化軸が前記長手軸に対して実質的に直角になるように方向付けられた磁石と
、
　実質的に前記ハウジング内において前記磁石に対して配置された磁気センサ回路であっ
て、前記磁石からの磁界の一またはそれ以上の成分を検出し、前記磁石の前記直線移動の
範囲内における前記磁石の位置を表す出力信号を生成し、それにより前記回転範囲内にお
ける前記シャフトの回転位置を特定できるように構成された磁気センサ回路と
　を備えているデバイス。
【請求項２】
　前記シャフトの前記回転範囲が３６０度より大きい、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記キャリアは、
　前記キャリアおよび前記シャフトに形成された係合ねじ山を介して前記シャフトに連結
されている、請求項１に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記係合ねじ山は、
　前記回転範囲によって前記直線移動の範囲が提供されるように選択されている、請求項
３に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記磁気センサ回路は、
　前記磁化軸に沿った磁束密度と、前記長手軸に沿った磁束密度とを測定するように構成
されたホールセンサアセンブリを備えている、請求項１に記載のデバイス。
【請求項６】
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　磁石の位置が前記直線移動の範囲のほぼ中間のときに前記磁化軸に沿って測定される磁
束密度が最大値を有するように、前記磁石の前記直線移動の範囲が選択されている、請求
項５に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記磁化軸に沿って測定される前記磁束密度に起因する磁石の長手方向位置の不明確性
が、前記長手軸に沿って測定される前記磁束密度の指向性によって解決される、請求項６
に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記磁気センサ回路がプログラム可能であり、それにより前記シャフトの前記回転範囲
のサブセットに対応する出力範囲を画定できる、請求項１に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記回転範囲の前記サブセットが、前記シャフトのＭ度の回転を含む、請求項８に記載
のデバイス。
【請求項１０】
　Ｍが３６０度以下である、請求項９に記載のデバイス。
【請求項１１】
　Ｍが３６０度より大きい、請求項９に記載のデバイス。
【請求項１２】
　Ｍがほぼ３６０度のＮ倍に等しく、Ｎが１より大きい正の整数である、請求項１１に記
載のデバイス。
【請求項１３】
　前記出力範囲内の前記出力信号が、
　前記シャフトの前記回転範囲の前記サブセットの範囲内で、前記シャフトの前記回転位
置と概ね直線の関係を有している、請求項８に記載のデバイス。
【請求項１４】
　前記直線関係が、
　前記シャフトの前記回転範囲の前記サブセットの範囲内で、前記シャフトの回転位置で
の複数の既知の応答に基づいて導き出される、請求項１３に記載のデバイス。
【請求項１５】
　前記磁気センサ回路は、
　前記出力信号が前記シャフトの前記回転位置を表すものとなるように構成されている、
請求項１に記載のデバイス。
【請求項１６】
　前記磁気センサ回路は、
　出力信号がディジタル信号からなるようアナログ－ディジタル変換器（ＡＤＣ）を備え
ている、請求項１５に記載のデバイス。
【請求項１７】
　前記シャフトの前記回転範囲のサブセットに基づいて前記ディジタル信号の分解能が選
択される、請求項１５に記載のデバイス。
【請求項１８】
　さらに、
　前記シャフトを支持し、かつ、前記ハウジングに対する前記シャフトの回転を容易にす
るように寸法設定されたスリーブを備えている、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１９】
　さらに、
　前記磁気センサ回路を外部電磁障害から遮蔽するように構成されたシールドを備えてい
る、請求項１に記載のデバイス。
【請求項２０】
　前記シールドが高磁気透磁率材料から形成されている、請求項１９に記載のデバイス。
【請求項２１】
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　長手軸を有する回転可能シャフトと、
　前記シャフトが回転することによって前記長手軸に沿って直線移動するように前記シャ
フトに連結された可動キャリアと、
　前記キャリアに配置された磁石であって、前記シャフトのＮ回転が前記長手軸に沿った
前記磁石の直線移動の範囲となるように前記キャリアと共に移動し、量Ｎは１より大きい
、磁石と、
　前記シャフトの前記Ｎ回転を前記回転位置センサの動作範囲として画定できるように構
成されたプログラム可能集積回路であって、前記磁石に対して配置された磁気センサを有
しており、該磁気センサは、前記磁気センサに対する前記磁石の長手方向位置を特定でき
それにより前記動作範囲内における前記シャフトの対応する回転位置を特定できるよう、
前記磁石からの磁界の少なくとも２つの方向成分を測定するように構成されている、プロ
グラム可能集積回路と
　を備えている多回転回転位置センサ。
【請求項２２】
　対象物の回転位置を特定するためのセンサであって、
　長手軸を有し、かつ、前記対象物に回転連結することができるように構成された回転可
能シャフトと、
　前記シャフトに連結され、前記シャフトが回転することによって前記長手軸に沿って直
線移動する被検出アセンブリと、
　前記長手軸に沿った複数の位置で前記被検出アセンブリの長手方向位置を特定できるよ
うに前記被検出アセンブリに対して配置されたセンサアセンブリと、
　前記被検出アセンブリ、前記センサアセンブリおよび前記回転可能シャフトの少なくと
もいくつかの部分を収納するように構成されたハウジングであって、マウント構造に取り
付けることができるように構成され、かつ、湾曲した壁を有するように寸法設定され、さ
らに、前記湾曲した壁の末端から延存し長手軸に沿って見たときにＵ字形を画定している
第１および第２の実質的にストレートな壁を有するハウジングと
　を備えているセンサ。
【請求項２３】
　前記湾曲した壁が、前記シャフトの前記長手軸と実質的に一致する軸の周りに実質的に
半円筒状の壁を備えている、請求項２２に記載のセンサ。
【請求項２４】
　前記被検出アセンブリがキャリアに取り付けられた磁石を備えている、請求項２３に記
載のセンサ。
【請求項２５】
　前記キャリアが、前記ハウジングの前記Ｕ字形の壁の内側を移動できるように寸法設定
されたＵ字形輪郭を有する、請求項２４に記載のセンサ。
【請求項２６】
　前記センサアセンブリが、前記磁石を検出するように構成された磁界センサを備えてい
る、請求項２４に記載のセンサ。
【請求項２７】
　前記ハウジングが、軸を中心にして前記半円筒状の壁の周りに円形のマウント機能が提
供されるように、前記マウント構造に取付け可能に寸法設定されている、請求項２３に記
載のセンサ。
【請求項２８】
　前記回転可能センサが、１回転より大きい回転範囲が許容されるように前記ハウジング
に連結されている、請求項２３に記載のセンサ。
【請求項２９】
　前記ハウジングが、前記湾曲した壁の反対側に配置され、前記第１および第２の実質的
にストレートな壁をつなぐキャップ壁をさらに含み、前記キャップ壁が前記第１および第
２の実質的にストレートな壁に対して概ね直角である、請求項２３に記載のセンサ。
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【請求項３０】
　前記キャップ壁と前記第１および第２の実質的にストレートな壁とが、湾曲した隅を形
成している、請求項２９に記載のセンサ。
【請求項３１】
　さらに、
　少なくとも前記センサアセンブリに外部磁界または放射からの遮蔽を提供するように構
成されたシールドを備えている、請求項２３に記載のセンサ。
【請求項３２】
　前記シールドは、
　Ｘ線、ガンマ放射、荷電粒子放射あるいは中性子を減衰させるように構成されている、
請求項３１に記載のセンサ。
【請求項３３】
　前記センサアセンブリが前記Ｕ字形ハウジングの上部部分内に配置されている、請求項
３１に記載のセンサ。
【請求項３４】
　前記シールドが、
　概ね指向性の外部磁界もしくは放射への遮蔽効果が提供されるよう、前記Ｕ字形ハウジ
ングの前記上部部分と実質的に同じ形をしている、請求項３３に記載のセンサ。
【請求項３５】
　前記ハウジングおよび前記シールドが、前記シールドを容易に取り外すことができるよ
うに構成されている、請求項３４に記載のセンサ。
【請求項３６】
　ハウジングと、
　長手軸を有し、少なくとも一部が前記ハウジング内に存在している回転可能シャフトと
、
　実質的に前記ハウジング内に配置され、前記シャフトが回転することによって前記長手
軸に沿って直線移動するように前記シャフトに連結された可動キャリアと、
　前記キャリアに配置され前記キャリアと共に移動する磁石であって、前記シャフトの回
転範囲が前記長手軸に沿った前記磁石の直線移動の範囲となる、磁石と、
　実質的に前記ハウジング内において前記磁石に対して配置された磁気センサ回路であっ
て、前記磁石からの磁界の２つまたはそれ以上の成分を検出し、前記磁石の直線位置を表
す出力信号を生成し、その直線位置により前記シャフトの回転位置を特定できるように構
成された磁気センサ回路と
　を備えている回転位置センサ。
【請求項３７】
　前記磁気センサ回路部分での磁界が前記長手軸に対して実質的に直角の軸を画定するよ
うに、前記磁石が前記キャリアに配置されている、請求項３６に記載のセンサ。
【請求項３８】
　前記磁石が、前記軸に沿って位置するＮ極およびＳ極を有する双極子磁石を備えている
、請求項３７に記載のセンサ。
【請求項３９】
　前記磁石が１つまたは複数の双極子磁石を備えている、請求項３６に記載のセンサ。
【請求項４０】
　前記磁石が、前記長手軸に対して実質的に直角の軸に沿って位置するＮ極およびＳ極を
有する双極子磁石を備えている、請求項３９に記載のセンサ。
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